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金光滿片沿扣瞄器滑架移功吋，各科各祥的雨滴便遊人焦鼠。遠科技木能測量存在于原有体私

中的粒子的大小和分布情況。
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英因研制激光白功刻度校正裝置

英囡囡立物理研究所利用其有板高亮度和當錢寬度被窄的汽体激光，制成了座用激光的

長度刻度校正裝置。它克服了因使用以往的光束而F生的缺息。

在使用一般光束吋，由于光源限定方草色光，因而超迂 10 米吋，干涉度量就不能使用 z

若使用激光，由于其惜錢寬度被窄，因而甚至 100 米也可能使用馨。 另外， 當用光屯二極管讓

出干涉奈紋的數目肘， 使用的光源方草色光的情況下，要求其頻率穩定度方 100 周/秒， 若

用高亮度的激光吋， 頻率穗定度可降低到 1~10 兆周/秒。

本裝置是使自氮氣激光器昕F生的出射光束勻被反射鏡反射固的光束戶生干涉，用光屯

二根管橙測出由于台架的移功而引起的光的強弱斐化，就可測出所通道的干涉奈設數。

另一方面，安裝在台架上的刻度，每當在里微鏡下通泣吋便戶生信寺，該信每控制汁算

干涉奈役的汁算机的起功勻停11::;用數字屯子汁算机滑干涉奈役的尾教、吋問問隔數以及勻

激光波長有夫的空究折射率遊行赴理作成漠差表z 連同測定吋的溫度、在1庄、空究中的水

份含量一起自功打在紙帶上。

本裝置的精度是士0.25 微米，但若詮改良，精度可迷士0.05 徵米，避而在折射汁、監

微鏡上也可庄用。
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* 最大干涉測量長度方 L最大=c lof， 式中 åf 73譜全是寬度一一校者注
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